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Feppavia — EEOTTAIONOG EpyaoTNPIAKOG, OTITIKOG Kal akpIfeiag (EkTOG amrd yuaAid) — Dual Beam
Focused lon Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop (TEM)

OJ S 136/2026 17/07/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: Institut fir Oberflachen- und Schichttechnik GmbH
Email: wahl@ifos.uni-kl.de
NouikA pop@r) ayopaoTr): Opyaviopog TTou avabETel cuppBaaon eMOOTOUNEVN ATTO avaBéTouoa
apxn
ApaoTtnpidtnTa TNG avabétouoag apxng: Exkraideuon

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Dual Beam Focused lon Beam System (FIB) und Transmissionselektronenmikroskop
(TEM)
Mepiypaen: Los1: DualBeam Focused lon Beam Systems (FIB) Gegenstand ist die Lieferung,
Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Ubergabe eines DualBeam Focused lon
Beam Systems (FIB) einschlieRlich Einweisung/Schulung und vollstandiger
Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und Bewertungsaspekte
ergeben sich aus den Dokumenten "Los1.25-1696.05.techn.Anforderungsprofil" und "Los1.25-
1696.06.Wertungsmatrix". Los2: Transmissionselektronenmikroskop (TEM) Gegenstand ist die
Lieferung, Installation, Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Ubergabe eines
Transmissionselektronenmikroskops (TEM) einschlieRlich Einweisung/Schulung und
vollstandiger Systemdokumentation. Die technischen Mindestanforderungen und
Bewertungsaspekte ergeben sich aus den Dokumenten "Los2.25-1707.05.techn.
Anforderungsprofil* und "Los2.25-1707.06.Wertungsmatrix".
AvayvwpioTiké dladikaciag: b3e6743d-bfc2-4cac-a001-90b28790bddb
EowTtepikd avayvwploTiko: 25-1696-1707
Eidog diadikaoiag: AvoIKTh
H diadikaoia emTayxuveral: oxl
Kupia xapaktnpioTika Tng diadikaciag: Die Vergabe erfolgt in zwei Losen (Los 1: FIB, Los 2:
TEM). Bieter, die Angebote fur beide Lose abgeben, kdbnnen zusatzlich ein Gesamtangebot
(Kombinationsangebot) einreichen. Das Kombinationsangebot muss auf den angebotenen
Einzel-Angeboten zu beiden Losen basieren; der Leistungsumfang des
Kombinationsangebotes muss den Leistungsumfangen der Angebote auf die Einzellose
entsprechen. Das Kombinationsangebot ist zusatzlich zu den losweisen Angeboten
einzureichen und muss: - einen gesonderten Gesamtpreis fir beide Lose (unter
Berucksichtigung etwaiger Preisvorteile, z. B. Rabatte), sowie - eine Darstellung eines
etwaigen losUbergreifenden wissenschaftlichen, technischen, funktionalen oder
organisatorischen Mehrwerts einer gemeinsamen Praparations- und Analytikplattform
enthalten. Etwaige Preisvorteile werden ausschlieRlich im Zuschlagskriterium "Preis"
berucksichtigt. Ein losubergreifender Mehrwert wird ausschlie3lich im Zuschlagskriterium
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"Technik" bewertet und setzt voraus, dass dieser Uber die Bewertung der Einzellose
hinausgeht und sich aus dem Zusammenwirken beider Systeme ergibt. Die Bewertung der
Kombinationsangebote erfolgt nach denselben Zuschlagskriterien. Zusatzlich werden
lostubergreifende Aspekte wie die vollstandige wissenschaftliche Prozesskette einer Probe -
von der Praparation im FIB Uber den qualitatserhaltenden Probentransfer und die korrelative
Untersuchung im TEM bis hin zum gemeinsamen Datenmanagement und der
nachvollziehbaren Dokumentation der Untersuchungsergebnisse berucksichtigt. Der
Auftraggeber behalt sich vor, den Zuschlag entweder losweise oder losubergreifend zu
erteilen.

21.1. ZKomég
XapakTtpag NG ouppBaong: Ayabd
Kdpia tagivounon (cpv): 38000000 EEoTTAICNOG £pyaaTnpIaKOG, OTITIKOG KOl aKpIBEiag (EKTOG
atrd yuaAid)

2.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpoopiEg
MpbdoBeTeg TANPoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4ADNMMUBY#
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgv -

2.1.5. Opoil dnpociwv cupBdacewyv
Opoi uttofBoARg:
MéyioTog apiBudg TTapTidwV yIa TIG OTTOIEG EVag TTIPOCPEPWY PTTOPET va UTTOBAAEI TTPOCPOPEG:
2
‘Opol Tng oupBaong:
MéyioTog apiBudg TapTidwyv yia TIG OTToiEG UTTOPOUV va avaTeBouv cuuBdoeig o€ Evav
TTPOoPEPOVTA: 2

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAeiopou: MNpoknpuén
MapdaRacn UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV ATTO ANIYWS £BVIKOUS AOYOUG ATTOKAEICUOU:
2UPMETOXN O€ eyKANUATIKA opydvwan:
TpPOHOKPATIKA EYKAAMATA 1] EYKANUATO OUVOEOUEVA UE TPOUOKPATIKEG OPAOCTNPIOTNTEG:
NopigoTroinon e06dwv atrd TTAPAVOUES dPaCTNPIOTNTES A XPNUATOBOTNON TNG TPOUOKPATIOG:
ATtTérn:
AlagpBopd:
Maidikr epyaacia Kal GAAEG HOPPEC EUTTOPIOG AVOPWTTWV:
MapdaBaon utToxpEwong TTOU OXETICETAI IE TNV KATARBOAN @OpPWV:
MapdaBaon uttoxpEwaong TTOU OXETICETAI PE TNV KATARBOAN EI0QOPWV KOIVWVIKIG AoPAAIoNG:
MapdaBaon UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU TTEPIBAAANOVTIKOU BIKaiou:
MapdaBacn UTTOXPEWOEWY OTOUG TOMEIGC TOU KOIVWVIKOU dIKaiou:
MapdaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU EPYATIKOU DIKAiOU:
AgepeyyudTtnTa:
Meplouoiakd oToixeia UTTOG avaykaoTiKA dlaxeipion atrd eKKaBapIoTH:
AvaoTOAN ETTIXEIPNMATIKWY OpaCTNPIOTHTWV:
KatdoTtaon avdAoyn Tng TITWXEUONG, OUVAUEI TNG EBVIKNAG VOPOBETiag:
2oBapo eTTayyEAPATIKO TTAPATITWHA:
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2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOMIKOUG QOPEIG HE OTOXO TN OTPERAWGT TOU AVTAYWVIOHOU:
2UYKPOUGON CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNG Tou 0Tn dladikagia ouvaywng Tng oupBaong:
ApeoN A EUUEON CUPPETOXN OTNV KATApTIoNn TNG TTapoucag diadikaoiag ouvayng ouppaong:
Mpdwpen AAEN, atTrolnuIWaoElg i} AAANEG TTOPOUOIEG KUPWOEIG:

Weudeic dNAWOEIG, aTTOKpUWN TTANPOPOPIWY, AVIKAVOTNTA TTAPOXAS TWV ATTAITOUMEVWY
EYYPAQWY 1 ANWn TTANPOQOPIWY EPTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPO TTOU A@OPOUV TNV TTapouca
dladikaaoia:

5. MapTida

5.1. NMapTida: LOT-0001
TitAog: Dual Beam Focused lon Beam System (FIB)
Mepiypaon: Ziel dieses Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme
sowie betriebsbereite Ubergabe eines Dual-Beam-FIB/REM-Systems (Focused lon Beam /
Rasterelektronenmikroskop) einschlief3lich analytischer Detektorsysteme, Schulung und
vollstandiger Systemdokumentation. Das System dient primar der prazisen Probenpraparation
(u.a. TEM-Lamellen, APT-Spitzen, Querschnitte und Defektfreilegungen) und sekundar der
hochaufldsenden bildgebenden, chemischen und strukturellen Charakterisierung (SEM, EDX,
STEM, EBSD) im selben System. Das Gerat wird als zentrale Praparations- und
Analyseplattform flr wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. Typische
Anwendungen umfassen u. a. Batterie- und Elektrodenmaterialien,
Wasserstoffspeichermaterialien, katalytische Schichten, Metalle/Legierungen, keramische
Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen und Multilayer-Systeme. Ein besonderer Schwerpunkt
liegt auf: - reproduzierbarer, moglichst automatisierter TEM-Lamellen- und APT-Praparation
(Lift-Out, Thinning, Polishing) - 3D-Analytik (Serienschliff/ Tomographie) mit quantitativer
Auswertung - hochaufgeloster Abbildung in verschiedenen SEM-Modi incl. loneninduzierter
Sekundarionen sowie korrelierter Bildgebung wahrend der Bearbeitung - chemischer Analytik
mittels EDX und kristallographischer Analytik mittels EBSD Daruber hinaus ist eine
strukturierte Erfassung und Exportfahigkeit von Messdaten und Metadaten in gangige, nicht-
proprietare Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit,
Langzeitverfligbarkeit und Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erflllen. Das
System muss die prazise Probenpraparation und -strukturierung mittels lonenstrahl sowie die
begleitende und nachfolgende Abbildung und Analytik mittels SEM und anderen
Detektorsystemen ermoglichen. Ziel ist die reproduzierbare Praparation von Proben fur TEM
und APT sowie die Durchfuihrung von 2D/3D-Analysen (Bildgebung (SE, STEM), EDX, EBSD)
einschliellich vollstandiger Dokumentation der Bearbeitungs- und Messparameter. Folgende
Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Materialabtrag/Strukturierung (manuell und
automatisiert) mit definierbaren Pattern- und Rezeptfunktionen. 2. TEM-Lamellenpraparation
inkl. In-situ Lift-Out, Thinning und abschlieRender Feinpolitur. 3. APT-Spitzenpraparation
(Needle Milling) inkl. reproduzierbarer Geometrie. 4. Korrelierte Echtzeit-Bildgebung im SEM
wahrend der FIB-Bearbeitung (Navigation/Endpunktkontrolle). 5. Chemische Analytik mittels
EDX sowie kristallographische Analytik mittels EBSD (Punkt, Linie, Mapping). 6. 3D-Workflows
(Serienschlifff Tomographie) mit dokumentierter Rekonstruktion bzw. Export der Datensatze. 7.
Workflow und Datenmanagement: eindeutige Zuordnung von Bearbeitungs-/Messdaten,
Parametern und Metadaten; Export in nicht proprietare Formate.
EowTtepikd avayvwpioTIKO: 1

5.1.1. ZKotroég
XapakTtpag NG ouppBaong: Ayabd
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Kupia tagivopnon (cpv): 38000000 EEOTTAICUOG £pyaaTnPIAKOG, OTITIKOG Kal aKpIREiag (EKTOG
atrd yuaAid)

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EkTIpWMEVN SidpKEIa
AAAN didpkeia: AyvwoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaT’ amroKAEIOTIKOTNTA CUMUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTT0i0 £X€I avaTeDei n eKTEAEON TG oUPPBaONG: Agv aTTaITETAI
‘Epyo dnudéoiwv cuuBacewy TTou XpnuatodoTeiTal ev OAw 1 ev Yépel atro Ta Taueia tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuoaoieg oupBdoclg (ZAX): oxI
H ev Adyw ouppaon civai emTiong KatdAANAn yia TG HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dnuooiEg CUNPAOEIG
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cuppfaoewv: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitpia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyAc: MNMpokrpuén
Kpitpio: Ava@opég o€ KaBopiouéveg TTapaddoelg
Mepiypan) Tou Kpitnpiou emAoyng: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu
vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten fur ein Los sind Referenzen fur vergleichbare
Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten fir beide Lose kdnnen Referenzen
fur beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als
vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgefliihrte Liefer-, Installations- und
Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexitat dem jeweils
angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme;
Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen missen den
vollstandigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite
Ubergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen
High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dirfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der
Angebotsfrist nicht alter als drei Jahre sein.

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovouaocia: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)
Meprypan: Fur das Zuschlagskriterium Preis erhalt das Angebot mit dem niedrigsten
(gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des
niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis Uber dem
Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die
Punktebewertung fur die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt Uber eine lineare
Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBuOGS KpiTnpiou avaBeong: 50
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
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Ovopaoia: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)

Mepiypaon: Fur das Zuschlagskriterium Technik werden ausschlieRlich die nachgewiesenen
technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische
Ubererfiillung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet.
Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen
Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemafl Dokument "06.
Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Ubererfiillung (wertungsrelevant)") des jeweiligen
Loses, multipliziert und anschlieRend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines
Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose
sowie der Bewertung des zusatzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der
gemeinsamen Praparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien fur diesen
Mehrwert sind: K1 durchgangiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualitat des
Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4
gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und
Betriebskonzept Erganzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)

ApIBudg kpitnpiou avabeong: 50

5.1.11. "Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival ETTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga TG dnudoiag cupPaong: yepuavikd
MpoBeopia aIrhuaTog yia rapoxr mpooBeTwy TAnpopopiwyv: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AleBuvon Twv gyypagwy Tng dnudoiag ouupaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4DNMMUBY/documents
Ad hoc diaulog emTikoIvwviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4ADNMMUBY

5.1.12. Opol dnuociwv cuppBacewv
‘Opol1 uttofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXPADNMMUBY
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITHOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv eTITPETTETAI
O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO Hia TTIPOCYOPEG: ETITpETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwtng
Aldpkela KaTd TNV OTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IOXUOUCA N TTPooPopd: 77 Huépeg
NMAnpo@opieg TTou uIToPoUV va CUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA PE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUYV va utroBANBoUV apyodTepa.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Die Vergabestelle behalt sich vor, fehlende Angaben und
Erklarungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die
nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklarungen und Nachweise
enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

‘Opol Tng ocuupaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi
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HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETiTpéteTal
Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl
©a xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWHN: 6XI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia oupgwyvia-trAaioclo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHO AYOPWV:
Kavéva duvapiké ouoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOoPoOpieg, diauecOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium flr Wirtschaft,
Tourismus, Energie und Klima
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTPoBeoieg eTavetETaong: Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist
unzulassig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberthrt, - Verstdlie gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenliber dem
Auftraggeber gerugt werden, - Verstolle gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, - mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
oupBaccewv: Institut fir Oberflachen- und Schichttechnik GmbH
Opyaviopog rapaAanig aimjoewy ocuppetoxng: Institut fur Oberflachen- und Schichttechnik
GmbH

5.1. NMapTida: LOT-0002
TitAog: Transmissionselektronenmikroskop (TEM)
Mepiypan: Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Lieferung, Installation,
Inbetriebnahme sowie betriebsbereite Ubergabe eines aberrationskorrigierten 200 kV
Transmissionselektronenmikroskops (S/TEM) einschlie3lich analytischer Detektorsysteme,
Schulung und vollstandiger Systemdokumentation. Das System dient als zentrale
Analyseplattform fur die hochauflésende strukturelle, chemische und elektronische
Charakterisierung von Materialien auf atomarer und nanometergenauer Skala. Es wird sowohl
fur industrielle Auftragsanalytik als auch fiur wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt.
Im Institut werden Materialien mit stark variierenden Eigenschaften untersucht, insbesondere
Metalle, Legierungen, keramische Werkstoffe, Halbleiter, Beschichtungen, funktionale
Schichtsysteme sowie nanostrukturierte Materialien. Die Proben unterscheiden sich
hinsichtlich Geometrie, Stabilitat gegenuber Elektronenstrahlbelastung sowie analytischer
Fragestellungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf: - hochauflésender Abbildung bis in
den atomaren Bereich - chemischer Analytik mittels EDX und EELS - Untersuchung von
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Grenzflachen und Defekten - Untersuchung magnetischer und funktionaler Materialien -
reproduzierbaren Messungen Uber Probenserien hinweg Darlber hinaus ist eine strukturierte
Erfassung und Exportfahigkeit von Messdaten und Metadaten in gangige, nicht-proprietare
Formate erforderlich, um Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Langzeitverfugbarkeit und
Forschungsdatenmanagement (FAIR-Prinzipien) zu erfullen. Das System muss die
hochauflésende strukturelle, chemische und elektronische Analyse von festen,
elektronenstrahlstabilen Proben im Transmissionselektronenmikroskopie- und Raster-
Transmissionselektronenmikroskopie-Modus ermdglichen. Hierzu muss es eine prazise
Elektronenoptik, stabile Betriebsbedingungen sowie integrierte analytische Detektionssysteme
bereitstellen. Ziel ist die Untersuchung von Materialien bis in den atomaren Mal3stab sowie die
quantitative und qualitative Analyse von Struktur, Zusammensetzung und elektronischen
Eigenschaften. Folgende Kernfunktionen sind zwingend bereitzustellen: 1. Hochauflésende
Abbildung (TEM und STEM): - Abbildung von Kristallstrukturen, Defekten, Grenzflachen und
Nanostrukturen mit atomarer bzw. sub-nanometergenauer Auflésung. - Betrieb sowohl im
konventionellen TEM- als auch im STEM-Modus. - Flexible Wahl geeigneter Abbildungsmodi
(z. B. Bright Field, Dark Field, HAADF, ABF, Oberflachenbildgebung mit
topografieabhangigem Kontrast). 2. Chemische und spektroskopische Analytik: -
Elementanalytik mittels energiedispersiver Rontgenspektroskopie (EDX). - Analyse
elektronischer und chemischer Zustande mittels Elektronenenergieverlustspektroskopie
(EELS). - Durchfuhrung von Punktanalysen, Linienprofilen sowie zweidimensionalem
Mapping. 3. Untersuchung von Grenzflachen und Defekten: - Analyse von Phasengrenzen,
Ausscheidungen, Korngrenzen und strukturellen Inhomogenitaten. - Untersuchung lokaler
chemischer Variationen auf nanoskaliger Ebene. 4. Untersuchung funktionaler und
magnetischer Materialien: - Moglichkeit zur magnetfeldfreien oder feldarmen Abbildung (z. B.
Lorentz-Modus oder funktional gleichwertig), soweit erforderlich. 5. Automatisierter und
reproduzierbarer Betrieb: - Reproduzierbare Einstellung von Messparametern und
Speicherung von Messablaufen. - Unterstlitzung automatisierter Messreihen und Mapping-
Experimente. 6. Workflow und Datenmanagement: - Eindeutige Zuordnung von Messdaten,
Parametern und Metadaten. - Mdglichkeit zur spateren Reproduktion von Messbedingungen.
7. Integration aller Detektoren und Betriebsmodi in eine konsistente Bedienumgebung.
EowTtepIikd avayvwpioTIKO: 2

5.1.1. ZKomég
XapakTtpag NG ouppBaong: Ayabd
Kdpia tagivounon (cpv): 38000000 EEoTTAICNOG £pyaaTnpPIaKOG, OTITIKOG KOl aKpIBEiag (EKTOG
atrd yuaAid)

5.1.2. Toémog ekTéAeong
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Xwpa: Mepuavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKelIa
AANAN diapkela: AyvwaoTog

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ atroKA&I0TIKOTNTO CUUHETOXN:
Agv TTAPAXWPEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl Ta ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTToi0 £X€I avaTedei N eKTEAEON TG oUPPBaONG: Agv aTTaITETaI
‘Epyo dnpooiwv cupBacewy TTou xpnuarodoTteital v OAw 1 ev pépel atrd Ta Tapeia tnG EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVIa yia TIG dnuooieg oupBdoclg (ZAX): oxI
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H ev Adyw ouppaon civail emTiong KatdAANAN yia TG HIKPES Kal peoaicg emxeipnoeig (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dnpooieg cUPPAOEI
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwv cupfaocewy: Kauia otpatnyikr) dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpiITnpiwv emAoyAc: MNMpokrpuén
Kpitpio: Avagopég o€ Kabopiouéveg TTapaddoelg
Mepiypar) Tou Kpitnpiou emAoyng: Eignungskriterium ist die Vorlage von 3 Referenzen zu
vergleichbaren Installationen. Bei Angeboten fur ein Los sind Referenzen fur vergleichbare
Systeme des jeweiligen Loses vorzulegen. Bei Angeboten fir beide Lose kdnnen Referenzen
fur beide Systemtypen oder vergleichbare integrierte Systeme eingereicht werden. Als
vergleichbare Referenzen gelten erfolgreich durchgeflihrte Liefer-, Installations- und
Inbetriebnahmeprojekte von Systemen, die in Art, Funktion und Komplexitat dem jeweils
angebotenen Los entsprechen (Los 1: DualBeam FIB bzw. vergleichbare FIB/SEM-Systeme;
Los 2: TEM bzw. vergleichbare Elektronenmikroskope). Die Referenzen missen den
vollstandigen Leistungsumfang (Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, betriebsbereite
Ubergabe sowie Einweisung) umfassen und in einem wissenschaftlichen oder industriellen
High-Tech-Umfeld erbracht worden sein. Sie dirfen zum Zeitpunkt des Ablaufs der
Angebotsfrist nicht alter als drei Jahre sein.

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: Tiun
Ovouaocia: Preis (Angebote auf Einzellose und Kombinationsangebote)
Mepiypaon: Fur das Zuschlagskriterium Preis erhalt das Angebot mit dem niedrigsten
(gewerteten) Preis 5 Punkte. Null Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit dem Doppelten des
niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises. Alle Angebote mit einem Angebotspreis Uber dem
Doppelten des niedrigsten (gewerteten) Angebotspreises erhalten ebenfalls null Punkte. Die
Punktebewertung fur die dazwischenliegenden Angebotspreise erfolgt Uber eine lineare
Interpunktion mit 4 Stellen hinter dem Komma.
Katnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIREG)
ApIBUOGS KpiTnpiou avaBeong: 50
Kpitipio:
Eidog: MoiotnTa
Ovopaoia: Technik (Angebote auf Einzellose bzw. Kombinationsangebote)
Mepiypaon: Fur das Zuschlagskriterium Technik werden ausschlieRlich die nachgewiesenen
technischen Leistungsparameter von im Dokument 06.Wertungsmatrix Abschnitt 2 (technische
Ubererfiillung (wertungsrelevant)) des jeweiligen Loses genannten Anforderungen bewertet.
Das Zuschlagskriterium Technik wird ermittelt, indem die Wertungspunkte der einzelnen
Anforderungen jeweils mit dem festgelegten Gewichtungsfaktor gemafl Dokument "06.
Wertungsmatrix", Abschnitt 2 ("technische Ubererfiillung (wertungsrelevant)") des jeweiligen
Loses, multipliziert und anschlieRend aufsummiert werden. Die technische Bewertung eines
Kombinationsangebotes setzt sich aus der technischen Bewertung der beiden Einzellose
sowie der Bewertung des zusatzlichen wissenschaftlichen und funktionalen Mehrwerts der
gemeinsamen Praparations- und Analytikplattform zusammen. Unterkriterien fur diesen
Mehrwert sind: K1 durchgangiger Probenworkflow zwischen FIB und TEM K2 Qualitat des
Probentransfers K3 korrelative Wiederauffindbarkeit identischer Probenbereiche K4
gemeinsames Daten- und Projektmanagement K5 gemeinsames Service- und
Betriebskonzept Erganzend wird auf das Dokument "Gesamt.06.Wertungsmatrix.pdf."
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
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ApiBudg kpitnpiou avabeong: 50

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupfdoswyv
MAWOOEG OTIG OTTOIEG €ival €TTIONUWG dIaBEoIpa Ta £yypaga NG dnudoiag oupPaong: yepuavika
MpoBeopia aIrhuaTog yia rapoxr TpooBeTwy TTAnpogopiwyv: 10/08/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtng, Bepivry wpa Kevtpikhg Eupwting
AleBuvon Twv gyypagwy TnG dnudoiag ouupaong: hitps://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4DNMMUBY/documents
Ad hoc diaulog emTikoIvwyviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4ADNMMUBY

5.1.12. Opol dnuooiwv cuppacewv
‘Opol1 utrofBoAng:
HAeKTPOVIKY) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXPADNMMUBY
"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV 01 TIPOCPOPEG 1 OI AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTITPETTETAI
MapaAhayég: Agv ETITPETTETAI
O1 TTpoCPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPES ATTO Hia TTIPOCQYOPEG: ETITpETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv poo@opwyv: 17/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
EupwTtng, Bepivr) wpa KevTpikAg Eupwting
Aldpkela KaTd TNV OTToia TTPETTEl va TTAPANEVEL IOXUOUCA N TTPo0Popd: 77 Huépeg
MAnpo@opieg TTou uITopPouUV va CUUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBecuiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUV va uttoBANBoUV apyodTEPQ.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Die Vergabestelle behalt sich vor, fehlende Angaben und
Erklarungen nachzufordern. Ein Anspruch der Bieter besteht nicht (§ 56 VgV). Angebote, die
nicht die geforderten oder gegebenenfalls nachgeforderten Erklarungen und Nachweise
enthalten, werden nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 VgV ausgeschlossen.

‘Opol Tng ocuupaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal 0TO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpovikr TIHOAOYNoN: ETITpéTTeTAl

Oa xpnoipoTroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

©a xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: OXI

5.1.15. Texvikég
Zup@wvia-trAaiolo:
Kapia oupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko ouoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dlapecoAdBnon Kal TTPOCPUYNH
Opyaviouog Tpoo@uyng: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium fur Wirtschaft,
Tourismus, Energie und Klima
MAnpo@opieg OXETIKA WeE TIG TTpoBeoieg eTavetETaong: Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse an dem offentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend
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macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. Der Antrag ist
unzulassig, soweit - der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprufungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der
Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberthrt, - Verstdlte gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegeniber dem
Auftraggeber gerugt werden, - Verstol3e gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, - mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberuhrt.
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBaccewv: Institut fur Oberflachen- und Schichttechnik GmbH

Opyaviopog TrapaAafnig aimjoewy cuppetoxng: Institut fur Oberflachen- und Schichttechnik
GmbH

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Emionun ovopaaia: Institut fir Oberflachen- und Schichttechnik GmbH
ApiBudg karaxwpliong: UStID DE148647541
Taxudpouikr) dicuBuvon: Trippstadter Stralze 120
MoAn: Kaiserslautern
TaxudpouIKOG KwdIKag: 67663
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt (DEB32)
Xwpa: Mepuavia
Email: wahl@ifos.uni-kl.de
TnAépwvo: +49 631205730
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTig
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
ouppBacewv
Opyaviopog TTapaAaBig aAITACEWY CUPPETOXAG

8.1. ORG-0002
Emionun ovopaooia: eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft
Ap1Bu6g kataxwplong: UStID DE267215971
Taxudpouikr) diguBuvon: Kramergasse 4
M6An: Dresden
TaxudpouIkog Kwdikag: 01067
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Xwpa: Mepuavia
Email: .moerchen@eureos.de
TnAépwvo: +49 39156286912
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
M&poxog utTNPECIWV TTPOPNBEIWV
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8.1. ORG-0003
Emrionun ovouacia: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, c/o Ministerium far Wirtschaft,
Tourismus, Energie und Klima
ApiBuég karaxwpiong: 07-0001801100000-05
Taxudpouikr) dicubuvon: Stiftsstralle 9
MoAn: Mainz
TayxudpouIKOG KWAIKAG: 55116
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
Xwpa: Meppavia
Email: vergabekammer.rip@mwvliw.rlp.de
TnAépwvo: +49 6131162234
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTPoCcPUYNG

8.1. ORG-0004
Emionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opicg TTpokApung

AvayvwpioTiké/ékdoon TTpokipuéng: c6abad07-e17d-4e42-b1fc-35d01bf3fcf6 - 01
Eidog evrutrou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TnG TTpokrpuéng: 15/07/2026 17:22:32 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

Awooeg oTIg oTToieg dIaTIBETAI £TTIONUA N TTAPOUCA TTPOKMPUEN: YEPHAVIKA

ApiBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknRpugng: 497413-2026

Ap1Bu6G Teuxous EE S: 136/2026

Huepopnvia dnuoacicuong: 17/07/2026
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